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シリコンウエハアナライザー WA 2560シリーズは、半導体の各処理工程などでシリコンウエハ表面に付着した微量 

の有機化合物を加熱脱離して測定するための濃縮分析システムです。 

シリコンウエハ表面から加熱脱離した有機化合物をサンプルチューブへ捕集までを行うオフラインシステムWA 2560M 

と、サンプルチューブを加熱脱離してガスクロマトグラフに導入できるオンラインシステムWA 2560をラインアップしてい 

ます。従来機のSWA256に新たな機能を搭載し、より高性能な装置としてリニューアルしました。 

特  長 

 3～12”（76～300 mm）のシリコンウエハまでの測定が可能 

 700 ℃の高温でシリコンウエハ表面（片面）のみの測定が可能 

 石英チャンバーおよび不活性なサンプルラインにより高感度分析に対応（pg/cm 以下） 

 分析待機中のパージガス消費量を削減可能 

 パージガス（He,N2）の切り替え機能搭載 

 タッチパネル上でシステムの制御が可能になり、操作性が向上 

システム制御（温度設定・圧力設定） 

石英セル 

加熱炉 

トラップ部 

システムフロー 
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パージガス（He,N2） 

流量・圧力制御 

ウエハ加熱 

捕集 

脱離 

オンラインシステム範囲 オフラインシステム範囲 

ウエハを加熱し付着した微量の有機化合物 

を脱離します。最大700 ℃まで加熱可能です。 

加熱後、炉底部や装置背面から炉内へ外気 

を送風し、炉を冷却します。 

パージガスは、セルベース円周上の穴から 

流れます。吸引ポンプを使用し、ウエハ表面 

の片面から脱離したガスのみをサンプル 

チューブへ捕集します。12インチ（300 mm） 

までのウエハを測定できます。 

保温されたチューブ取り付け部とチューブ冷却 

ファンにより構成されています。WA 2560では、 

サンプルチューブに捕集した有機化合物を 

加熱脱離し、クライオフォーカス部へ再濃縮後、 

ガスクロマトグラフへ導入します。 
オンラインシステムのトラップ部 

ガスクロマトグラフ 

バルブオーブン 
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捕集 



アプリケーション（環境が異なるクリーンルーム内で暴露させたウエハの分析） 

仕様 

TO(C16 equivalent) 
6.1 ng/cm2 
 

DBA:0.33 ng/cm2 

D9:0.24 ng/cm2 

DBP:0.99 ng/cm2 

DOA:0.10 ng/cm2 

DOP:0.16 ng/cm2 

 
 

TO(C16 equivalent) 
8.7 ng/cm2 
 

PCF:0.36 ng/cm2 

DBP:0.33 ng/cm2 

DOA:1.1 8ng/cm2 

DOP:2.40 ng/cm2 

 
 

Storaged in the normal clean room (2.5day) 
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【Chromato】 TIC Y-Scale ： Abundance(%) 
100 

5:00          10:00           15:00         20:00                 25:00             30:00           35:00         40:00 

セル 
材質 
収容ウエハサイズ 
捕集方式 

：石英 
：3~12”（76～300 mm） 
：片面のみの捕集（裏面は排気） 

加熱炉 
方式 
開閉駆動方式 
使用温度 

：角形上部開閉式電気炉 
：エアーシリンダー駆動上部開閉 
：100~700 ℃ 

流量・圧力制御部 

キャリヤーガス制御 
パージガス制御 
捕集流量 
裏面排気量 

：定圧制御(30~300 kPa)、Heガスを使用時 
：定流量制御(Max.500 mL/min)、Heガスを使用時 
：定流量制御(Max.200 mL/min)、Heガスを使用時 
：定流量制御(Max.200 mL/min)、Heガスを使用時 

トラップ部 トラップ管 
捕集温度 

：外径1/4”または6 mmの捕集管に対応 
：室温（冷却ファンにより室温に冷却) 

保温ブロック部 温度設定範囲 ：270 ℃～300 ℃ 

WA 2560M本体 
大きさ 
重量 
電源 

：1000(W) × 1100(D) × 2130(H) mm（上部ダクトを含む） 
：約450 kg 
：AC200 V,50/60 Hz,40 A 

共通仕様 

トラップ部 

トラップ管 
捕集温度 
加熱方式 
加熱温度 

：6（O.D.）× 3（I.D.）× 160 mm のパイレックス管にTenaxTA 捕集剤を充填 
：室温（冷却ファンにより室温に冷却) 
：カートリッジヒーターによるアルミブロック加熱方式 
：最大300 ℃ 

クライオフォーカス部 冷却温度 
加熱温度 

：～-150 ℃（液体窒素冷却） 
：最大300 ℃ 

バルブオーブン部 
バルブ 
加熱方式 
温度設定範囲 

：Air駆動方式流路切換バルブ2台内蔵 
：カートリッジヒーターによるアルミブロック加熱方式 
：270 ℃～300 ℃ 

WA 2560本体 
大きさ 
重量 
電源 

：1,250(W) × 1100(D) × 2130(H) mm（上部ダクトを含む） 
：約550 kg 
：AC200 V,50/60 Hz,30 A 、AC100 V,50/60 Hz,30 A                       

WA 2560M 仕様 

WA 2560 仕様 
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